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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　検査対象上の欠陥を検査する検査装置のレシピを設定するに際して、事前に準備された
複数のレシピの中から、前記検査対象上のユーザが望む種別の欠陥を最も多く検出可能な
レシピ、または、ユーザが望まない種別の欠陥を最も少なく検出可能なレシピ、を選出す
る解析装置であって、
　前記複数のレシピのそれぞれを前記検査装置に設定して、前記同一の検査対象を前記検
査装置により検査した結果である、少なくとも欠陥ＩＤ、欠陥座標、欠陥の特徴量よりな
る欠陥情報を受信して記憶する欠陥情報記憶部と、
　前記欠陥情報よりサンプリング情報を生成するサンプリング情報生成部と、
　前記サンプリングされた各欠陥の画像情報より、各欠陥の種別情報を作成するレビュー
装置からレビュー結果情報を受信して記憶するレビュー結果情報記憶部と、
　ユーザより解析を行う欠陥の種別情報を受け付ける解析指定受付部と、
　前記ユーザより指定された欠陥の種別に該当する前記レビュー結果情報より求められた
各検査レシピによって検出された欠陥の各特徴量、および、前記欠陥情報の各欠陥の特徴
量の多変量空間分布を計算して、各検査レシピ毎の類似欠陥の個数を計算するレシピ解析
部と、
　前記検査レシピ毎の類似欠陥の個数をユーザへ提示する出力部と、
　を備えたことを特徴とする解析装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の解析装置であって、
　前記レシピ解析部は、前記ユーザより指定された欠陥の種別に該当する前記レビュー結
果情報より、各検査レシピによって検出された欠陥の各特徴量の統計的基準値を求め、前
記統計的基準値を基準として、前記欠陥情報の各欠陥の特徴量の多変量空間分布を計算し
て、各検査レシピ毎の類似欠陥の個数を計算すること、
　を特徴とする解析装置。
【請求項３】
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　請求項２に記載の解析装置であって、
　前記レシピ解析部は、前記各特徴量の統計的基準値から前記欠陥情報の各欠陥の特徴量
の多変量空間分布までの距離を求め、前記距離が予め定められたしきい値以下となる欠陥
の個数を類似欠陥の個数として計算すること、
　を特徴とする解析装置。
【請求項４】
　請求項２に記載の解析装置であって、
　前記統計的基準値は、前記ユーザより指定された欠陥の種別に該当する前記レビュー結
果情報より、各検査レシピによって検出された欠陥の各特徴量の平均値および標準偏差で
あり、
　前記距離は、マハラノビス距離又はユークリッド距離であること、
　を特徴とする解析装置。
【請求項５】
　コンピュータを、
　欠陥検査装置に設定する複数の検査レシピを解析する解析装置として機能させるプログ
ラムであって、
　前記検査レシピ毎に、基板における欠陥の位置、および、当該欠陥の特徴量、を対応さ
せた欠陥情報と、
　前記欠陥情報に含まれている欠陥のうちから選択された欠陥について、選択された欠陥
の種別を特定するレビュー結果情報と、
　を記憶する記憶手段、制御手段、として前記コンピュータを機能させ、
　前記制御手段は、
　解析を行う欠陥の種別の入力を受け付ける処理と、
　前記レビュー結果情報に含まれる欠陥であって、入力された前記欠陥の種別に対応する
欠陥の特徴量を前記欠陥情報から取得し、取得した当該特徴量から基準値を前記検査レシ
ピ毎に算出する処理と、
　前記欠陥情報に含まれている全ての欠陥につき、前記基準値からの距離を前記検査レシ
ピ毎に算出する処理と、
　前記基準値からの距離が、予め定められたしきい値以下の個数を前記検査レシピ毎に集
計する処理と、
　を行うこと、を特徴とするプログラム。
【請求項６】
　請求項５に記載のプログラムであって、
　前記制御手段は、前記基準値からの距離が、予め定められたしきい値以下の個数が最も
多い検査レシピを、入力された前記欠陥の種別を検出するのに適したものと判定すること
、
　を特徴とするプログラム。
【請求項７】
　請求項５に記載のプログラムであって、
　前記制御手段は、前記基準値からの距離が、予め定められたしきい値以下の個数が最も
少ない検査レシピを、入力された前記欠陥の種別を検出しないのに適したものと判定する
こと、
　を特徴とするプログラム。
【請求項８】
　請求項５に記載のプログラムであって、
　前記基準値は、前記特徴量の平均値および標準偏差であり、
　前記距離は、マハラノビス距離又はユークリッド距離であること、
　を特徴とするプログラム。
【請求項９】
　検査対象上の欠陥を検査する検査装置のレシピを設定するに際して、事前に準備された
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複数のレシピの中から、前記検査対象上のユーザが望む種別の欠陥を最も多く検出可能な
レシピ、または、ユーザが望まない種別の欠陥を最も少なく検出可能なレシピ、を選出す
る欠陥検査装置であって、
　前記複数のレシピのそれぞれを前記検査装置に設定して、前記同一の検査対象を前記検
査装置により検査した結果である、少なくとも欠陥ＩＤ、欠陥座標、欠陥の特徴量よりな
る欠陥情報を記憶する欠陥情報記憶部と、
　前記欠陥情報よりサンプリング情報を生成するサンプリング情報生成部と、
　前記サンプリングされた各欠陥の画像情報より、各欠陥の種別情報を作成するレビュー
装置からレビュー結果情報を受信して記憶するレビュー結果情報記憶部と、
　ユーザより解析を行う欠陥の種別情報を受け付ける解析指定受付部と、
　前記ユーザより指定された欠陥の種別に該当する前記レビュー結果情報より求められた
各検査レシピによって検出された欠陥の各特徴量、および、前記欠陥情報の各欠陥の特徴
量の多変量空間分布を計算して、各検査レシピ毎の類似欠陥の個数を計算するレシピ解析
部と、
　前記検査レシピ毎の類似欠陥の個数をユーザへ提示する出力部と、
　を備えたことを特徴とする解析装置。
【請求項１０】
　請求項９に記載の欠陥検査装置であって、
　前記レシピ解析部は、前記ユーザより指定された欠陥の種別に該当する前記レビュー結
果情報より、各検査レシピによって検出された欠陥の各特徴量の統計的基準値を求め、前
記統計的基準値を基準として、前記欠陥情報の各欠陥の特徴量の多変量空間分布を計算し
て、各検査レシピ毎の類似欠陥の個数を計算すること、
　を特徴とする解析装置。
【請求項１１】
　検査対象上の欠陥を検査する検査装置のレシピを設定するに際して、事前に準備された
複数のレシピの中から、前記検査対象上のユーザが望む種別の欠陥を最も多く検出可能な
レシピ、または、ユーザが望まない種別の欠陥を最も少なく検出可能なレシピ、を選出す
るレビュー装置であって、
　前記複数のレシピのそれぞれを前記検査装置に設定して、前記同一の検査対象を前記検
査装置により検査した結果である、少なくとも欠陥ＩＤ、欠陥座標、欠陥の特徴量よりな
る欠陥情報を受信して記憶する欠陥情報記憶部と、
　前記欠陥情報よりサンプリング情報を生成するサンプリング情報生成部と、
　前記サンプリングされた各欠陥の画像情報より、各欠陥の種別情報を作成するレビュー
装置からレビュー結果情報を受信して記憶するレビュー結果情報記憶部と、
　ユーザより解析を行う欠陥の種別情報を受け付ける解析指定受付部と、
　前記ユーザより指定された欠陥の種別に該当する前記レビュー結果情報より求められた
各検査レシピによって検出された欠陥の各特徴量、および、前記欠陥情報の各欠陥の特徴
量の多変量空間分布を計算して、各検査レシピ毎の類似欠陥の個数を計算するレシピ解析
部と、
　前記検査レシピ毎の類似欠陥の個数をユーザへ提示する出力部と、
　を備えたことを特徴とするレビュー装置。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のレビュー装置であって、
　前記レシピ解析部は、前記ユーザより指定された欠陥の種別に該当する前記レビュー結
果情報より、各検査レシピによって検出された欠陥の各特徴量の統計的基準値を求め、前
記統計的基準値を基準として、前記欠陥情報の各欠陥の特徴量の多変量空間分布を計算し
て、各検査レシピ毎の類似欠陥の個数を計算すること、
　を特徴とするレビュー装置。
【請求項１３】
　欠陥検査装置と、レビュー装置と、解析装置と、を備える解析システムであって、
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　前記欠陥検査装置は、複数の検査レシピで一の基板の欠陥検査を行い、検査レシピ毎に
、基板における欠陥の位置、および、当該欠陥の特徴量、を対応させた欠陥情報を生成し
、
　前記レビュー装置は、前記欠陥情報に含まれている欠陥のうちから選択された欠陥につ
いて、選択された欠陥の種別を特定するレビュー結果情報を生成し、
　前記解析装置は、
　解析を行う欠陥の種別の入力を受け付ける処理と、
　前記レビュー装置から取得した前記レビュー結果情報に含まれる欠陥であって、入力さ
れた前記欠陥の種別に対応する欠陥の特徴量を前記欠陥情報から取得し、取得した当該特
徴量から基準値を前記検査レシピ毎に算出する処理と、
　前記欠陥検査装置から取得した前記欠陥情報に含まれている全ての欠陥につき、前記基
準値からの距離を前記検査レシピ毎に算出する処理と、
　前記基準値からの距離が、予め定められたしきい値以下の個数を前記検査レシピ毎に集
計する処理と、
　を行う処理部を備えること、
　を特徴とする解析システム。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の解析システムであって、
　前記制御部は、前記基準値からの距離が、予め定められたしきい値以下の個数が最も多
い検査レシピを、入力された前記欠陥の種別を検出するのに適したものと判定すること、
　を特徴とする解析システム。
【請求項１５】
　請求項１３に記載の解析システムであって、
　前記制御部は、前記基準値からの距離が、予め定められたしきい値以下の個数が最も少
ない検査レシピを、入力された前記欠陥の種別を検出しないのに適したものと判定するこ
と、
　を特徴とする解析システム。
【請求項１６】
　請求項１３に記載の解析システムであって、
　前記基準値は、前記特徴量の平均値および標準偏差であり、
　前記距離は、マハラノビス距離又はユークリッド距離であること、
　を特徴とする解析システム。
【請求項１７】
　検査レシピ毎に、基板における欠陥の位置、および、当該欠陥の特徴量、を対応させた
欠陥情報と、
　前記欠陥情報に含まれている欠陥のうちから選択された欠陥について、選択された欠陥
の種別を特定するレビュー結果情報と、
　を記憶する記憶部と、制御部と、を備える解析装置において、欠陥検査装置に設定する
複数の検査レシピを解析する解析方法であって、
　前記制御部が、解析を行う欠陥の種別の入力を受け付ける処理を行う過程と、
　前記制御部が、前記レビュー結果情報に含まれる欠陥であって、入力された前記欠陥の
種別に対応する欠陥の特徴量を前記欠陥情報から取得し、取得した当該特徴量から基準値
を前記検査レシピ毎に算出する処理を行う過程と、
　前記制御部が、前記欠陥情報に含まれている全ての欠陥につき、前記基準値からの距離
を前記検査レシピ毎に算出する処理を行う過程と、
　前記基準値からの距離が、予め定められたしきい値以下の個数を前記検査レシピ毎に集
計する処理を行う過程と、
　を行うこと、を特徴とする解析方法。
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